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CBED 
for MacHREM™/ WinHREM™	

Coherent	Convergent	Beam	Electron	Diffraction	

Pattern	Simulation	Program	

	
収束電子線回折	

シミュレーションプログラム	
	

	
	

	 このプログラムは収束電子線回折像（CBED 像）を計算するもので、高分解能電子顕微鏡像の

シミュレーションのためのプログラムである MacHREM™／WinHREM™ の拡張機能として
追加されたものです。	

l 使いやすいユーザインターフェース	
	

l 信頼のおけるアルゴリズム	
	

l 高品位な画像出力	
	
 

 
	

Optional	
Function 

シリコン［111］入射の CBED シミュレーション像 

初心者でも容易にデータ作成、計算の実行を行う

ことができます。 

MacHREM TM／WinHREM TM で採用されているマルチスライス法

にもとずく動力学的散乱計算を基本としています。 
Mac	OS／Windows の標準画像フォーマットで高品位な濃淡像を生成し、

印刷、他のアプリケーションへのコピーが可能です。	
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